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FIG.9

WAFER |SUBSTRATE TRANSFER
NUMBER | IMAGE KIND DEFECT GROUP ROUTE
R1—4 P2—1 E1 6.4
R1—15 P1—3 E2 5.6
R2—6 P1—2 E2 5.6
R4—3 P2—4 E1 4
R4—12 P2—2 E3 6.2.5
R5—9 P1—-2 E3 2
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FIG.11

_—~200

© O
(
) Wré
f~m o
e C N
o\ <
(
] Wré
~m o
C M« CR<
™
(
C o
o
<




11/12

dl

a9 ve a¢ VS ov g9 o€ 1=k G—¢€y
V9 ve a¢ a9 Vv 09 a¢e Ve v—€Y
a¢ ve 09 =1 Vv 09 o€ Ve v— 1y
ve o¢ a9 Ve oY g9 Ve ¢ €—1d
o€ a¢ V9 o€ av V9 o€ 1=k ¢— 1y
a¢ ve 09 a¢ Vv 09 ve Ve Il—1d

439NN

AVM d34SNVHL
d34vM

AR =




12/12

FIG.13

WAFER |SUBSTRATE TRANSFER
NUMBER | IMAGE kinp| ~ DEFECT GROUP ROUTE
R1i—4 | P2—1 El 6C. 4A
R1—15| P1—3 E2 5B, 6C
R2—6 | P1-2 E2 5B. 6B
R4—3 | P2—4 El 4A
R4—12| P2-2 E3 6C. 2C. 5C
R5—9 | P1-2 E3 2C
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